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玻璃衬底上纳米薄膜厚度
测量 触针式轮廓仪法

1 范围

本标准规定了用触针式轮廓仪法测量玻璃衬底上纳米薄膜厚度的原理、仪器要求、试验环境、要求、
步骤及测试报告等。

本标准适用于玻璃衬底上厚度在10nm~1000nm范围内的纳米薄膜厚度测量,且薄膜与衬底之

间存在或可刻蚀出台阶。其他硬质平面衬底可参考本标准执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T29505 硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
掩模 mask
选择性地阻挡辐照或物质穿透的掩蔽模板。

3.2
化学蚀刻 chemicaletching
利用表面材料在特定介质或特定环境下与腐蚀液发生化学反应而移除的技术。

4 原理

通过覆盖掩模或者化学蚀刻等手段在薄膜表面与玻璃衬底表面之间形成一个台阶,如图1所示。
触针式轮廓仪的触针沿被测表面从A运动到B(或从B运动到A),同时采集表面轮廓数据,根据采集

的数据计算台阶高度从而得到薄膜厚度。
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